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Kineskop płaski

Dziedzina wynalazku. Przedmiotem wynalazku
jest kineskop płaski, zawierający prowadnice wiąz¬
ki elektronów, zwłaszcza zespół prowadnic.

Stan techniki. Znany jest kineskop płaski za¬
wierający próżniową obudowę mającą oddalone od
siebie równolegle rozmieszczone ściany przednią i
tylną, oddalone od siebie równolegle rozmieszczo¬
ne ściany nośne między ścianą przednią i ścianą
tylną. Ściany nośne tworzą dużą ilość kanałów roz¬
ciągających się pomiędzy ścianą przednią i ścianą
tylną. W poprzek jednego końca kanałów usytu¬
owana jest wyrzutnia elektronów, która jest przy¬
stosowana do emitowania elektronów i kierowania
ich w postaci wiązek do kanałów.

W każdym z kanałów znajduje się co najmniej
jedna prowadnica wiązki, która ogranicza elek¬
trony w wiązkę podczas przepływu wiązki wzdłuż
kanału, lecz która umożliwia odchylanie wiązki
w kierunku ekranu luminescencyjnego na powie¬
rzchni ściany przedniej w wielu punktach wzdłuż
kanału. Taki kineskop płaski jest przedstawiony
w opisie patentowym St. Zjedn. Am. nr 4 028 582.
Znany z tego opisu zespół prowadnic wiązki za¬
wiera płytki siatkowe, które są utrzymywane bez¬
pośrednio przez ściany nośne. Konstrukcja-zespołu
jest trudna do montażu.

Jeden ze znanych typów zespołu prowadnic wiąz¬
ki do zostosowania w kineskopie płaskim zawiera
parę równolegle rozmieszczonych płytek rozciąga¬
jących się w poprzek i wzdłuż kanałów w małej

2

odległości od ściany tylnej. Płytki mają wiele
otworów, które są ułożone w rzędy wzdłuż i w
poprzek płytek. Otwory w jednej płytce leżą na¬
przeciw otworów w innej płytce. Każdy wzdłużny
rząd otworów stanowi prowadnicę oddzielającą
wiązkę elektronów.

Na wewnętrznej powierzchni ściany tylnej usy¬
tuowane są równolegle przewodniki rozciągające
się poprzecznie w stosunku do kanałów. Każdy z
przewodników rozciąga się wzdłuż osobnego, po¬
przecznego rzędu otworów w płytkach. Taki ze¬
spół prowadnic i jego działanie jest opisane w opi¬
sie wyłpżeniowyni RFN nr 2 713 954, gdzie każda
para wzdłużnych rzędów otworów w płytkach siat¬
kowych tworzy prowadnicę ogniskującą. W tym
rozwiązaniu płytki siatkowe zespołu prowadnic
wiązki są utrzymywane bezpośrednio przez ściany
nośne. Montaż tej znanej konstrukcji jest trudny.

W opisie patentowym St. Zjed. Am. nr
4 103 205 jest przedstawiony zespół prowadnic wiąz¬
ki, który zawiera metalowe płyty podstawy mają¬
ce dużą ilość oddalonych od siebie, równoległych
rowków o przekroju półkola i rozciągających się

25 w tym samym kierunku jak kanały między ścia¬
nami nośnymi.

W rowkach są umieszczone pręty dystansowe o
średnicy nieznacznie większej niż głębokości row¬
ków. Pręty dystansowe stykają się z zespołem

30 przewodów tak, aby oddalić płytę podstawy od
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przewodów. Konstrukcja tego znanego zespołu pro¬
wadnic jest złożona i trudna do wykonania.

Istota wynalazku. Kineskop płaski według wy¬
nalazku, zawiera elementy dystansowe, oddzielo¬
ne od ścian nośnych między płytkami siatkowy¬
mi przy każdej z krawędzi wzdłużnych. Każda z
płytek siatkowych jest zamocowana do elementów
dystansowych dla ustalenia rozmieszczenia prze¬
strzennego płytek siatkowych względem siebie oraz
zawiera pręty umieszczone wzdłuż ścian nośnych
dla utrzymywania zespołów prowadnic w ustalo¬
nym rozmieszczeniu przestrzennym względem ścia¬
ny tylnej.

Pręty są zamocowane do powierzchni każdej ścia-
■ ny nośnej' i stykają się z zespołami prowadnic
wiązki elektronów.

W korzystnym wykonaniu wynalazku elementy
dystansowe z materiału izolującego elektrycznie są
usytuowane pomiędzy każdąv ze ścian nośnych a
ścianą tylną i rozciągają się w kanałach na każdej
stronie ściany nośnej, tworząc występ, na którym
osadzony jest zespół prowadnic dla oddzielenia ze¬
społu prowadnic od ściany tylnej.

Korzystne skutki wynalazku. Zaletą kineskopu
płaskiego według wynalazku jest to, że różne ele¬
menty urządzenia mogą być szybko i łatwo mon¬
towane z dużą dokładnością. Zespół prowadnic
wiązki kineskopu może być łatwo i szybko mon¬
towany oddzielnie i mocowany w obudowie urzą¬
dzenia z dużą dokładnością i jednolitymi odległo¬
ściami w przestrzeni między płytkami, przestrzeni
między płytkami i przewodnikami na ścianie tyl¬
nej urządzenia i w osiowaniu płytek jednego kana¬
łu względem następnego.

Objaśnienie rysunku. Przedmiot wynalazku jest
uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysun¬
ku, na którym fig. 1 przedstawia płaski kineskop
według wynalazku w widoku perspektywicznym
i częściowym -przekroju, fig. 2 — część kineskopu.
z fig. 1 z zespołem prowadnic wiązki w widoku
perspektywicznym, fig. 3 — jedno rozwiązanie pro¬
wadnicy z fig: 2 w widoku z góry, fig. 4 — inne
rozwiązanie prowadnicy z fig. 2 w widoku z góry
i fig. 5 — zespół prowadnicy wiązki, zawierającej
siatki przyspieszające i ogniskujące.

Przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedsta¬
wia płaski kineskop 10, który zawiera próżniową
obudowę 12, przeważnie ze szkła, mającą część
obrazową 14 i część 16 zawierającą wyrzutnię ele¬
ktronową. Część obrazowa 14 zawiera prostokątną
ścianę przednią 18, która utrzymuje ekran i pro¬
stokątną ścianę tylną 20 usytuowaną równolegle
i w pewnej odległości od ściany przedniej 18. Ścia¬
na przednia 18 i ściana tylna 20 są połączone za
pomocą ścian bocznych 22. Ściana przednia 18 i
ściana tylna 20 mają wymiary, umożliwiające uzy¬
skanie ekranów o wymiarach np. 75X100 cm i są
cddalone od siebie(o około 2,5 do 7,5 cm.

Szereg równolegle rozmieszczonych ścian noś¬
nych 24 jest zamocowany pomiędzy ścianą przed¬
nią 18 a ścianą tylną 20 oraz rozciąga się od czę¬
ści 16 kineskopu, zawierającej wyrzutnię elektro¬
nową, do przeciwległej ściany bocznej 22. Ściany
nośne 24 stanowią wewnętrzne wzmocnienie kon¬
strukcyjni próżniowej obudowy 12, przeciwdziała¬

jące zewnętrznemu ciśnieniu atmosferycznemu i
dzielą część obrazową 14 na wiele kanałów 26. Na
wewnętrznej powierzchni ściany przedniej 18 znaj¬
duje się ekran luminescencyjny 28.

5 Część 16 kineskopu stanowi przedłużenie części
obrazowej 14 i rozciąga się wzdłuż sąsiednich koń¬
ców sygnałów 26. Część 16 może być dowolnego
kształtu, właściwego do pomieszczenia konstrukcji
wyrzutni elektronowej, która może być dobrze zna¬
ną konstrukcją, właściwą dla selektywnego kiero¬
wania wiązek elektronów wzdłuż kanałów 26.

Konstrukcja wyrzutni może zawierać wiele in¬
dywidualnych dział elektronowych, zamontowa¬
nych na końcach kanałów 26, dla kierowania osob¬
nych wiązek elektronów wzdłuż kanałów. Wyrzut¬
nia elektronów może także zawierać katodę linio¬
wą, rozciągającą się wzdłuż części 16 w poprzek
końców kanałów 26 i może być przystosowana do
selektywnego kierowania indywidualnych wiązek
elektronów wzdłuż kanałów.

W każdym z kanałów 26 znajduje się zespół 32
prowadnic ogniskujących, który zawiera prowad¬
nice ogniskujące dla ograniczania waąziki biegnącej
wewnątrz kanału. W kanale 26 znajdują się także
elementy do odchylania wiązek na zewnątrz pro¬
wadnic w kierunku ekranu lumdnescencyjnego 28
w różnych punktach wzdłuż kanału 26.

Jak przedstawiono na fig. 2, zespół 32 prowad¬
nic wiązki zawiera parę prostokątnych płytek siat¬
kowych 34 i 36 zamocowanych razem, równolegle,
w pewnej odległości od siebie,, za pomocą pary
metalowych elementów dystansowych 38. Elemen¬
ty dystansowe 38 umieszczone są pomiędzy płytka¬
mi siatkowymi 34 i 36 oraz rozciągają się wzdłuż
wzdłużnych, równoległych krawędzi płytek siatko¬
wych 34 i 36. Płytka siatkowa 34 ma dużą ilość
otworów 40, które rozmieszczone są w rzędach
wzdłuż i w poprzek kanału 26. Płytka siatkowa 36
ma także dużą ilość otworów 42, które są rozmie¬
szczone w rzędach wzdłuż i w poprzek kanału 26.
Każdy otwór 42 znajduje się naprzeciw otworu
40.

Płytki siatkowe 34 i 36 są zamocowane do ele¬
mentów dystansowych 38 tak, że płytki siatkowe
34 i 36 są unieruchomione równolegle, w pewnej
odległości od siebie i tak, że płytki siatkowe 34 i 36
są elektrycznie połączone ze sobą poprzez te ele¬
menty dystansowe 38. Dla łatwego wytwarzania
zespołu 32 prowadnic ogniskujących płytki 34 i 36
są korzystnie punktowo przyspawane do elementów
dystansowych 38 wzdłuż podłużnych krawędzi pły¬
tek siatkowych 34 i 36. Ponieważ spawanie punk¬
towe powoduje wytwarzanie ciepła, które może
powodować wypaczanie płytek siatkowych 34 i 36,
dla zabezpieczenia płytek siatkowych 34 i 36 przed
wypaczaniem stosuje się rozstawione, elastyczne
występy 44 wzdłuż wzdłużnych krawędzi płytek
siatkowych 34 i 36. Jak przedstawiono na fig. 3,.
występy 44 są uformowane przez szczeliny w płyt¬
ce siatkowej, które otaczają występy, z wyjąt¬
kiem miejsca, gdzie występy 44^ są zamocowane
do płytki siatkowej.

Szczeliny izolują występy 44 od płytki siatko¬
wej tak, że kiedjr jest dokonywane spawanie punk¬
towe 46, przepływ ciepła do płytek siatkowych jest
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zmniejszony do minimum. Inne rozwiązanie zabez¬
pieczające przed wypaczaniem płytek siatkowych
jest pokazane na fig. 4, gdzie płytka siatkowa ma
wycięcia tworzące elastyczne krzyżaki 48. Spoina
50 jest wykonana w środku krzyżaka 48.

Jak przedstawiono na fig. 3 zespół 32 prowad¬
nic wiązki ma parę ramion montażowych 52a i
52b, rozciągających, się wzdłużnie od przeciwle¬
głych końców zespołu prowadnic wiązki i jest osio¬
wany z jedną z wzdłużnych krawędzi płytek siat¬
kowych.

Ramiona montażowe 52a i 52b są przedłużeniami
płytek siatkowych 34 i 36 a element dystansowy
38 rozciąga się wzdłuż krawędzi wzdłużnych. Ra¬
mię montażowe 52a ma otwór 54 a ramię monta¬
żowe 52b ma otwór 56.

Jak przedstawiono na fig. 2, element dystan¬
sowy 58 z materiału izolacyjnego, takiego jak szkło,
jest umieszczony pomiędzy każdą ścianą nośną 24
a ścianą tylną 20. Każdy element dystansowy 58
wystaje do każdego z^kanałów 26 na przeciwle¬
głych stronach ściany nośnej 24 tak, że tworzy
występ wzdłuż każdej powierzchni ścian noś¬
nych 24.

Elementy dystansowe 58 mają jednakową grn-
bość, równą żądanej odległości pomiędzy zespołem
32 prowadnic wiązki a ścianą tylną 20. Każdy ele¬
ment dystansowy 58 może być wykonany w po¬
staci paska z materiału izolacyjnego, rozciągające¬
go się na całej długości ściany nośnej 24 lub w
postaci wielu krótkich pasków wzdłuż ścian noś¬
nych 24. Osobny, długi pręt 60 z materiału izola¬
cyjnego, takiego jak szkło, jest zamocowany do
każdej powierzchni każdej ze ścian nośnych 24,
równolegle, w małej odległości od elementu dy¬
stansowego 58.

Pręt 60 jest oddalony od elementu dystansowe¬
go 58 na odległość równą grubości zespołu 32 pro¬
wadnic. Każdy z prętów 60 tworzy z sąsiednim
elementem dystansowym 58 przestrzeń, w którą
wsuwany jest zespół 32 prowadnic w kanale 26,
w żądanej odległości od ściany tylnej 20.

Na wewnętrznej powierzchni ściany tylnej 20
znajduje się wiele równolegle rozmieszczonych
przewodników 62. Przewodniki 62 stanowią paski
z materiału przewodzącego prąd elektryczny, ta¬
kiego jak metal, pokrywającego wewnętrzną po¬
wierzchnię ściany tylnej 20. Przewodniki 62 roz¬
ciągają się poprzecznie w stosunku do kanałów 26
i każdy z przewodników 62 jest usytuowany wzdłuż
osobnego, poprzecznego rzędu otworów 40 i 42 w
płytkach siatkowych 34 i 36.

W zespole płaskiego kineskopu 10 każdy z ze¬
społów 32 prowadnic wiązki jest umieszczony w
jednym końcu kanału 26, z wzdłużnymi krawę¬
dziami zespołu 32 prowadnic wiązki, pasującymi
do drogi utworzonej pomiędzy prętami 60 i ele¬
mentami dystansowymi 58. Umożliwia to umiesz¬
czenie zespołów prowadnic 32 wiązki we właści¬
wej odległości od przewodników 62 na ścianie tyl¬
nej 20. W każdym końcu każdego kanału 26 są
umiejscowione otwory 61 w ścianie tylnej 20.

Osobne kołki mocujące 63 przechodzą poprzez
każdy z otworów 54 i 56 w ramionach montażo¬

wych 52a i 52b zespołu 32 prowadnic wiązki i prze¬
chodzą ciasno przez otwór 61. Otwory ustalające
w jednym końcu kanałów są umiejscowione osio¬
wo tak, że automatycznie ustawiają osiowo' wszyst-

5 kie zespoły 32 prowadnic wiązki względem po¬
przecznych rzędów otworów 40 i 42 jpłytek siat¬
kowych 34 i 36. Osiowanie poprzecznych rzędów
otworów płytek siatkowych 34 i 36 jest potrzebne
dla uzyskania właściwego wybierania liniowego w

10 kierunku poziomym na ekranie luminescencyjnym
28.

Otwory 61 umieszczone w jednym końcu kana¬

łów są osiowane^ z pierwszymi otworami ustalają¬
cymi tak, że, gdy kołki mocujące 63 znajdują się

15 w otworach 54 i 56 wszystkie wzdłużne rzędy otwo¬
rów 40 i 42 płytek siatkowych 34 i 36 względem
siebie równolegle. W ten sposób zespoły 32 pro¬
wadnic wiązek mogą być łatwo i szybko monto¬
wane w kineskopie 10 przez wsunięcie zespołów 32

20 prowadnic wiązki do kanałów 26 pomiędzy pręty
60 a elementy dystansowe 58 i po wsunięciu koł¬
ków mocujących 63 w otwory ustalające 61. W ten
sposób uzyskuje się dużą dokładność ustalenia od¬
ległości pomiędzy zespołem 32 prowadnic wiązki

25 oraz pomiędzy płytkami siatkowymi 34 i 36, jako
że są one częścią zespołu 32 prowadnic wiązki. /

Dużą dokładność w ustaleniu odległości pomię¬
dzy zespołem 32 prowadnic wiązki a przewodni¬
kami 62 uzyskuje się przez zastosowanie elemeh-

30 tów dystansowych 58, a osiowość zespołów 32 pro¬
wadnic wiązki dla różnych kanałów uzyskuje się
przez zastosowanie otworów ustalających kołków.
Chociaż zespół 32 prowadnic wiązki ma na ry¬
sunku okrągły otwór 54 w ramieniu mocującym

35 52a, otwór ten może mieć dowolny kształt, który
będzie umożliwiał suwliwe obejmowanie kołka mo¬
cującego 63.

Kineskop 10 pracuje w następujący sposób. Do
każdego z przewodników 62 przyłożony jest wyso-

40 ki potencjał dodatni, zwykle około +300 V, a do
zespołu 32 prowadnic wiązki jest doprowadzony
stosunkowo niski potencjał dodatni, zwyikle około
40 V. Wiązlki elektronów są kierowane do kana¬
łów 26 pomiędzy płytki siatkowe 34 i 36 zespołu

45 32 prowadnic wiązki z. każdą wiązką kierowaną
wzdłuż podłużnego rzędu otworów 40 i 42 płytki
siatkowej.

Różnica potencjałów pomiędzy zespołem 32 pro¬
wadnic wiązki a przewodnikami 62 i różnica po-

50 tencjałów pomiędzy zespołem 32 a warstwą me¬
talową 30 na ścianie przedniej 18, która ma wy¬
soki potencjał dodatni (+2000 V do 8000 V) wy¬
twarza pole elektryczne wewnątrz przestrzeni po-,
między płytkami siatkowymi 34 i 36. To pole elek-

55 tryczne oddziaływuje na elektrony, ograniczając je
w wiązkę w kierunku prostopadłym do płaszczyz¬
ny płytek siatkowych i poprzecznie do kanału.

Wiązki mogą być selektywnie odchylane od ze¬
społu 32 prowadnic wiązki w kierunku ekranu lu-

60 minescencyjnego 28 w każdym z poprzecznych rzę¬
dów otworów w płytce siatkowej dla uzyskania
liniowego wybierania ekranu luminescencyjnego 28
przez selektywne przełączanie potencjału doprowa¬
dzonego do każdego z przewodników 62 na ujem-

65 ną wartość taiką jak — 100 V.
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Kineskop może zawierać w każdym kanale roz¬
stawione równoległe siatki ogniskujące i przyspie¬
szające pomiędzy prowadnicą ogniskującą a ekra¬
nem himinescencyjnym.

W celu uzyskania wygody montażu takiego ki¬
neskopu korzystne jest, aby siatka ogniskująca
i siatka przyspieszająca stanowiły część zespołu 32
prowadnic ogniskujących. Na fig. 5 jest przedsta¬
wiony zespół 64, który zawiera zespół 32 ognisku¬
jący wiązkę, mający płytki siatkowe 34 i 36 za¬
mocowane razem, w równoległym położeniu, za
pomocą elementu dystansowego 38. Siatka ogni¬
skująca 66 jest umieszczona równolegle, w pewnej
odległości od płytki siatkowej 34 zespołu 32 pro¬
wadnic ogniskujących.

Siatka ogniskująca 66 jest zamocowana do płyt¬
ki siatkowej 34 przez wiele elementów dystanso¬
wych 68, które są usytuowane wzdłuż wzdłużnych,
bocznych krawędzi siatek. Elementy dystansowe 68
są wykonane z materiału izolacyjnego, takiego jak
szkło, lub ceramika. Siatka przyspieszająca 70 jest
umieszczona równolegle, w pewnej odległości od
siatki ogniskującej 66 i jest zamocowana za po¬
mocą wielu elementów dystansowych 72.

Elementy dystansowe 72 są wykonane z mate¬
riału izolacyjnego, takiego jak szkło, lub cerami¬
ka. Siatka ogniskująca 66 i siatka przyspieszająca
70 mają odpowiednio otwory 73 i 74, które są
usytuowane osiowo względem otworów 40 i 42 w
płytkach siatkowych 34 i 36 w zespole 32 pro¬
wadnic ogniskujących. W ten sposób siatka ogni¬
skująca 66, siatka przyspieszająca 70 i zespół 32
prowadnic ogniskujących są połączone razem w
jeden zespół 64, z siatką ogniskującą 66 i siatką
przyspieszającą 70 odizolowanymi od siebie elek¬
trycznie i od zespołu 32 prowadnic ogniskujących.

Zespół 64 może być centowany w każdym z ka¬
nałów kineskopu 10 w ten sposób, jak uprzednio
Opisano w stosunku do zespołu 32. Każdy zespół
64 może być wsunięty w odpowiedni kanał 26 po¬
między element dystansowy 58 a pręt 60. Pręt 60
powinien być odsunięty od elementu dystansowe¬
go 58 o odległość odpowiadającą grubości zespołu
64. Zespół 32 prowadnic ogniskujących zespołu 64

może zawierać ramiona montażowe, jak przedsta¬
wiono na fig. 3, dla umożliwienia właściwego osio¬
wania zespołu 64 w kanale.

Zastrzeżenia patentowe

1. Kineskop płaski, zawierający próżniową obu¬
dowę mającą oddalone od siebie, równolegle roz-

10 mieszczone ściany przednią i tylną, oddalone od
siebie, równolegle rozmieszczone ściany nośne mię¬
dzy ścianą przednią i ścianą tylną, tworzące dużą
ilcść kanałów rozciągających się pomiędzy ścianą
przednią i ścianą tylną i zespół prowadnic wiązki

!5 elektronów w każdym z kanałów, przy czym każ¬
dy z zespołów prowadnic wiązki elektronów za¬
wiera parę oddalonych od siebie, równoległych
płytek siatkowych, z których każda ma parę od¬
dalonych od siebie, równoległych krawędzi wzdłuż-

20 nych, każdy z tych zespołów prowadnic rozciąga,
się poprzez oddzielny kanał w pobliżu ściany tyl¬
nej znamienny tym, że zawiera elementy dystan¬
sowe (38), oddzielone od ścian nośnych, między
płytkami siatkowymi (34, 36) przy każdej z wymie-

25 nionych krawędzi i każda z płytek siatkowych
(34, 36) jest zamocowana do elementów dystan¬
sowych (38) względem siebie oraz, dla ustalenia
rozmieszczenia przestrzennego płytek siatkowych
(34, 36), zawiera pręty (60) umieszczone wzdłuż

30 ścian nośnych (24), dla utrzymywania zespołów (32)
prowadnic w ustalonym rozmieszczeniu przestrzen¬
nym względem ściany tylnej.

2. Kineskop według zastrz. 1, znamienny tym, że
pręty (60) są zamocowane do powierzchni każdej

35 ściany nośnej (24) i stykają się z zespołami (32)
prowadnic wiązki elektronów.

3.' Kineskop według zastrz. 1, znamienny tym,
że ma elementy dystansowe (58) z materiału izo¬
lującego elektrycznie usytuowane pomiędzy każdą

40 ze ścian nośnych (24) a ścianą tylną (20) i rozcią¬
gające się w kanałach (26) na każdej stronie ścia¬
ny nośnej (24), tworzące występ, na którym osa¬
dzony jest zespół (32) prowadnic^ dla oddzielenia
zespołu (32) prowadnic od ściany tylnej (20).
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